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(57)【要約】
【課題】試料台とその上に被せられる蓋体を有する試料
導入用ホルダーであって、分析の際に、分析装置の外部
からの操作を要せずに、蓋を取外して試料を開放するこ
とができる試料導入用ホルダーを提供する。
【解決手段】分析用試料を保持する試料台及びこの試料
台に被せられる蓋体を有し、前記試料台と蓋体により試
料及びガスを包含する空間を形成し、前記空間内と蓋体
外部との圧力差が所定値以下では、前記空間内と蓋体外
部間が雰囲気遮断状態となるように、試料台と蓋体がか
ん合しており、かつ前記かん合における試料台と蓋体間
の接着力が、前記圧力差が前記所定値を超えたとき前記
圧力差により蓋体が試料台上から除去される大きさであ
ることを特徴とする試料導入用ホルダー。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分析用試料を保持する試料台及びこの試料台に被せられる蓋体を有し、前記試料台と蓋
体により試料及びガスを包含する空間を形成し、前記空間内と蓋体外部との圧力差が所定
値以下では、前記空間内と蓋体外部間が雰囲気遮断状態となるように、試料台と蓋体がか
ん合しており、かつ前記かん合における試料台と蓋体間の保持力が、前記圧力差が前記所
定値を超えたとき前記圧力差により蓋体が試料台上から除去される大きさであることを特
徴とする試料導入用ホルダー。
【請求項２】
　試料台と蓋体とのかん合が、試料台の１側面であって、試料台の平面図においては試料
の周囲を囲む図形となる面Ａ、蓋体の１側面であり面Ａと対向する面Ｂ、及び、面Ａと面
Ｂ間に設けられた気密材によりなされていることを特徴とする請求項１に記載の試料導入
用ホルダー。
【請求項３】
　面Ａ又は面Ｂのいずれか一方であって、その平面図が内側となる面が、円錐台側面形状
（いわゆるテーパー状）であり、前記円錐台の底面面積が、前記空間側がホルダー外部側
のより小さいことを特徴とする請求項２に記載の試料導入用ホルダー。
【請求項４】
　前記試料台と蓋体により形成される空間内に包含されるガスが、不活性ガスであること
を特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の試料導入用ホルダー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真空環境での分析、測定に供せられる試料を、特定の環境を保持したまま、
分析装置内の真空環境へ導入するために用いる試料導入用ホルダーに関する。より詳細に
は、試料台とその蓋から構成される試料ホルダーであって、試料台とその蓋により形成さ
れる空間内に、試料を気密状態（雰囲気遮断状態）で保持して分析装置内の真空環境へ導
入するとともに、導入後は、分析装置外部からの操作を要せずに、自発的に蓋の開放を行
うことができる試料導入用ホルダーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）、Ｘ線マイクロアナライザ（ＥＭＰＡ、ＸＭＡ）、２
次イオン質量分析装置（ＳＩＭＳ）、Ｘ線光電子分光分析装置（ＸＰＳ、ＥＳＣＡ）等の
分析装置が、各種の検査、品質管理、研究等で広く用いられている。これらの装置を用い
た分析では、電子、イオン、Ｘ線等による試料の照射が真空中で行われる。そこで、分析
の際、試料を真空の分析室に内置する必要がある。
【０００３】
　真空の分析室に試料を導入する方法として、蓋付きの試料導入用ホルダー内に試料を収
納し、該試料導入用ホルダーごと、分析装置の入口側に設置された試料導入室（試料交換
室）等に導入する、又は、直接分析室に導入し（以下、分析室を含めて「試料導入室」と
記すことがある。）、試料導入室内を真空にしてから蓋を取外して試料上部（試料の照射
される側）を開放する方法が行われている。そして、ここで用いられる試料導入用ホルダ
ーについても種々の提案がされている。例えば、特許文献１には、分析用試料を保持する
試料ホルダー、その試料ホルダーに被せられ分析試料を大気と隔離して密閉する蓋体であ
って、試料導入室の外部から操作して開閉もしくは着脱可能な蓋体、等を備える搬送用試
料容器（試料導入用ホルダー）が開示されている。
【０００４】
　又、特許文献２には、試料を露出可能に保持するホルダーと、前記ホルダーに被せられ
試料を大気と隔離して密閉する蓋体、等を備えることを特徴とする試料搬送・分析キット
（試料導入用ホルダー）が開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１５３７６０号公報
【特許文献２】特開２００７－１０８１４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の搬送用試料容器では、試料導入室の外部からの操作により、蓋の開閉又は
着脱がされる。このため、蓋を開閉又は着脱するための装置を、蓋や試料導入室に設ける
必要がある。例えば、蓋には試料ホルダーから開放するためのねじ孔が形成されており、
試料導入室には、外部からの操作でそのねじ孔にねじを差込むためのつまみや蓋の着脱棒
が設けられている（段落００１６、図１）。又、特許文献２の試料搬送・分析キットでも
、蓋の開閉は、外部からの操作で行う必要があり、例えば、その段落００５０には、試料
ホルダーと蓋を固定しているねじを解除し、上下移動機構によりホルダーの位置を下げて
、ホルダーと蓋体を離してホルダーを開放する方法が開示されている。
【０００７】
　しかしながら、このような方法では、蓋の開閉を外部から操作するための部材の設置や
、試料導入室の改装等が必要となり、分析装置の複雑化やコストアップの要因となる。又
、分析の際に、蓋を取外すための操作が必要であるので、分析の作業が煩雑になるとの問
題がある。このため、試料導入室内に導入された試料導入用ホルダーの蓋を、分析装置の
外部からの煩雑な操作を要せずに簡単に取外しでき、試料台上の試料を開放できる方法、
及びこの方法を可能にする試料導入用ホルダーの開発が望まれていた。
【０００８】
　本発明は、試料台とその上に被せられる蓋体を有する試料導入用ホルダーであって、分
析の際に、分析装置の外部からの操作を要せずに、蓋を取外して試料を開放することがで
きる試料導入用ホルダーを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題は、以下に示す構成からなる試料導入用ホルダーにより解決される。この試
料導入用ホルダーは、試料導入室が減圧されるときに、試料台と蓋体間の空間に気密状態
で封じられている雰囲気ガスにより蓋を押上げる圧力が生じることを利用したものであり
、当該圧力により、蓋を、試料台上から、自発的（装置外部からの操作を必要とせず）に
取外すことを特徴とする。
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、分析用試料を保持する試料台及びこの試料台に被せられる蓋
体を有し、前記試料台と蓋体により試料及びガスを包含する空間を形成し、前記空間内と
蓋体外部との圧力差が所定値以下では、前記空間内と蓋体外部間が雰囲気遮断状態となる
ように、試料台と蓋体がかん合しており、かつ前記かん合における試料台と蓋体間の保持
力が、前記圧力差が前記所定値を超えたとき前記圧力差により蓋体が試料台上から除去さ
れる大きさであることを特徴とする試料導入用ホルダー、である。
【００１１】
　本発明の試料導入用ホルダーでは、試料台と蓋体により形成される空間内の試料台上に
分析対象の試料が保持される。試料導入用ホルダーが、試料導入室に導入される段階では
、該空間内は、ガスで充たされたガス雰囲気である。又、該空間内の雰囲気と、試料導入
用ホルダー外部の雰囲気とが遮断された雰囲気遮断状態（気密状態）となるように試料台
と蓋体がかん合している。
【００１２】
　試料導入用ホルダーが、試料導入室に導入された後、試料導入室内は減圧がされ真空に
される。この減圧により、試料導入用ホルダーの空間内と試料導入室内（試料導入用ホル
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ダー外部）との間に気圧の差異が生じ、空間内のガスの気圧により蓋体を押上げる押圧力
が生じる。本発明の試料導入用ホルダーでは、試料台と蓋体は、所定の保持力（かん合力
）でかん合しており、前記押圧力、すなわち空間内と試料導入室内との間の圧力差（気圧
差×押圧面積）が所定の値以下では、前記所定の保持力により、試料台と蓋体とのかん合
は保持され、気密状態が保たれる。
【００１３】
　しかし、前記圧力差が所定の値を超えると、前記所定の保持力では、試料台と蓋体との
かん合は保持できなくなり、前記押圧力により、蓋体ははじき飛ばされ、試料台上から取
除かれ、試料の上部が開放される。そして、試料の上部が開放されたので、試料は真空中
での分析に供せられる。なお、前記の蓋体の取外しが、分析室（Ｘ線照射等が行われる室
）とは別の試料導入室内で行われたときは、蓋体の取外し後、試料導入用ホルダー（試料
台及び試料）を分析室内へ導入する操作が行われる。
【００１４】
　このようにして、本発明によれば、ガス雰囲気中に保持された試料を収納した状態で試
料導入室に試料を導入した後、試料導入ホルダーの蓋を、（外部からの操作を要せずに）
自動的に取外し試料を開放することができるので、試料導入室等に大幅な改装を施す必要
がなく、蓋を取外す操作も簡単となる。
【００１５】
　請求項２に記載の発明は、試料台と蓋体とのかん合が、試料台の１側面であって、試料
台の平面図において試料の周囲を囲む図形となる面Ａ、蓋体の１側面であり面Ａと対向す
る面Ｂ、及び、面Ａと面Ｂ間に設けられた気密材によりなされていることを特徴とする請
求項１に記載の試料導入用ホルダーである。
【００１６】
　ここで言う平面図とは、試料台の立体図形を水平面上の投影した平面図形である。試料
台の１側面である面Ａは、その平面図が、試料の平面図、即ち試料の水平面への投影を囲
むように配置されたものである。このような面Ａと試料の配置の例としては、面Ａが円柱
の側面形状であり、当該円柱の上底面又は円柱内に試料が配置されたものを例示すること
ができる。円柱の代わりに角柱であってもよく、上底面が下底面より小さい図形、すなわ
ち円錐台、角錐台であってもよい。
【００１７】
　面Ｂは、面Ａと対向、すなわち近接して向かい合っている。従って、面Ｂも、試料台の
平面図において試料の周囲を囲む図形となり、面Ａと同様な形状を例示することができる
。又面Ａと面Ｂの間には気密材が設けられ、この気密材により、面Ａと面Ｂ間の隙間が閉
塞されて気密状態となるとともに、面Ａと面Ｂ間の位置関係が固定（保持）される。そし
てホルダーの空間内と蓋体外部間の圧力差が所定値を超えたときには、この固定（保持）
状態は破られ、前記圧力差により生じる押圧力により蓋体が除去されるのである。
【００１８】
　気密材としては、面Ａと面Ｂの間の隙間を閉塞できる形状の弾性体が用いられる。例え
ば、弾性ゴムからなるＯリングを挙げることができる。気密材は、試料台及び蓋体とは別
個に作製しておき、試料台と蓋体をかん合させる際に、面Ａと面Ｂ間に、両者の位置関係
を固定する保持力が生じるように、挟持させてもよい。しかし、試料台と蓋体のかん合の
作業を容易にするためには、気密材を面Ａ又は／及び面Ｂ上に予め付着させておくことが
好ましい。気密材は、面Ａ又は面Ｂ上に少なくとも１本は必要であるが、２本以上あって
もよい。
【００１９】
　請求項３に記載の発明は、面Ａ又は面Ｂのいずれか一方であって、その平面図が内側と
なる面が、円錐台側面形状（いわゆるテーパー状）であり、前記円錐台の底面面積が、前
記空間側がホルダー外部側のより小さいことを特徴とする請求項２に記載の試料導入用ホ
ルダーである。試料台又は蓋体の対向する側面の一方を、ホルダー外部側に向かって広が
っている円錐台の側面形状とすることにより、前記圧力差が所定値を超えた際に、蓋体は
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勢い良く上方に飛び出しやすくなる。このため、蓋体の自動的な開放が確実となるので好
ましい。
【００２０】
　請求項４に記載の発明は、前記試料台と蓋体により形成される空間内に包含されるガス
が、不活性ガスであることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の
試料導入用ホルダーである。
【００２１】
　ホルダーの前記空間内に包含されるガスの種類は、試料の種類に応じて好ましいものが
選択される。大気中でも劣化や化学変化等を生じにくい試料であれば、大気をそのまま使
用することも可能である。しかし、試料が、大気中で劣化や化学変化等を生じる場合は、
ガスとしては不活性ガスが用いられる。例えば、リチウムやナトリウムなどの高活性金属
は、大気中に存在する水分や二酸化炭素と容易に反応してしまうため、これらが試料の場
合は、ホルダーの前記空間内は、不活性ガス雰囲気とされる。ここで「不活性ガス」とは
、試料と化学反応をしないガスという意味であり、条件により窒素、アルゴン、希ガス等
が用いられる。
【００２２】
　前記空間内に気密状態で不活性ガス及び試料を包含させる方法としては、不活性ガス雰
囲気のグローブボックス内で試料を試料台上に置き、蓋体を被せ気密状態とする方法を挙
げることができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の試料導入用ホルダーでは、試料導入室内に導入された後、試料導入室内の減圧
により生じる蓋体を上方に押圧する力により、蓋体は自動的に取り除かれ、装置外部から
の操作を行わなくても試料上部が開放される。このため、試料導入室等に改装を施す必要
がなく、蓋を開放する操作も簡単となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１の実施の形態の試料導入用ホルダーの断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の試料導入用ホルダーの平面図である。
【図３】本発明の試料導入用ホルダーに入れた試料が、分析装置の分析室に導入される様
子を示す説明図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態の試料導入用ホルダーの断面図である。
【図５】本発明の第３の実施の形態の試料導入用ホルダーの断面図である。
【図６】本発明の第４の実施の形態の試料導入用ホルダーの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態に基づいて説明する。なお、本発明は、以下の実施の形態に
限定されるものではない。本発明と同一及び均等の範囲内において、以下の実施の形態に
対して種々の変更を加えることが可能である。
【００２６】
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の試料導入用ホルダーの１形態を示す断面図である。図１においては、
１０は試料台を、２０は蓋を、３０は気密材としてのＯリングを表す。図１（ａ）が示す
ように、本発明の試料導入用ホルダー１は、試料台１０上に蓋２０が被さって構成されて
いる。又、試料台１０はその外周に側面１１（請求項２における面Ａに該当する）を有し
、蓋２０は、その内側の窪みの内周に側面２１（請求項２における面Ｂに該当する）を有
し、側面１１と側面２１が対向することにより試料台１０と蓋２０がかん合している。
【００２７】
　Ｏリング３０は、側面１１と側面２１が対向する位置に、該側面の周囲に沿って設けら
れている。蓋２０の内周の側面２１には、Ｏリング用溝２８（凹部）が形成されており、
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Ｏリング３０はこのＯリング用溝２８により蓋２０の側面２１に固定されている。試料台
１０と蓋２０がかん合されることにより、Ｏリング３０は、試料台１０の側面１１と接触
し、接触力により変形するとともに側面１１との間に摩擦力（静止摩擦）が生じる。そし
て、この静止摩擦力により試料台１０と蓋２０間の位置関係が固定（保持）される。
【００２８】
　なお、この例のように、気密材（Ｏリング等）を蓋の側面（又は試料台の側面）に形成
した凹部に固定することにより、気密材の固定を確実にすることができる。さらに、気密
材の汚染等が防止される効果が考えられる場合もある。又、試料台１０の側面１１にＯリ
ング用溝２８を設け、Ｏリング３０を側面１１に固定する方法、さらには、後述するよう
に、側面１１及び側面２１の両者にＯリング用溝を設け固定する方法も可能である。ただ
し、Ｏリング３０（気密材）の汚染を防ぐためには、側面１１よりも側面２１にＯリング
３０（気密材）を固定する方が好ましい。
【００２９】
　図１（ａ）より明らかなように、試料台１０と蓋２０の窪みの間には空間１６が形成さ
れており、この空間１６内の試料台１０上に、分析対象の試料５が内置されている。空間
１６は、Ｏリング３０により気密状態（雰囲気遮断状態）に保たれているが、図１で示す
例では、空間１６内は大気圧の不活性ガスで満たされている。
【００３０】
　図２は、図１で表される試料導入用ホルダー１の平面図（水平面上への投影図）である
。図中、１０、２０、１１、２１及び５は、それぞれ、試料台１０、蓋２０、側面１１、
側面２１及び試料５の平面図である。なお、図の煩雑を避けるために、Ｏリング３０、Ｏ
リング用溝２８の平面図は、図示が省略されている。
【００３１】
　図２より明らかなように、試料台１０、蓋２０、側面１１及び側面２１の平面図は円形
であり、平面図において、試料５は、側面１１（試料台の１側面、請求項２の面Ａに該当
）に囲まれており、側面２１は、側面１１の外周に沿って対向している。又、図１及び図
２より明らかなように、試料台１０は、上方に行くほど水平断面が小さくなる円錐台形状
（下広がりとなるテーパー状）であって、その上底面上に試料５が設置されている。又、
側面２１は円錐台の側面形状であり、側面１１は円柱の側面形状である。
【００３２】
　図１（ａ）に示される試料導入用ホルダー１は、不活性ガス雰囲気のグローブボックス
内で、試料台１０の上底面上に試料５を置き、その上に蓋２０を被せ、試料台１０と蓋２
０の間に所定の保持力が生じるようにかん合させることにより作製される。このようにし
て作製された試料導入用ホルダー１は、試料台１０に設けられたホルダー搬送手段６０（
この例では、試料台１０の下底面に結合された棒）により、試料導入室に導入される。試
料導入室に導入後、減圧がされて室内の圧力が下がると、試料導入室と、大気圧である空
間１６との間に圧力差が生じ、この圧力差により蓋２０は上方に押圧され上方に飛び出す
。
【００３３】
　具体的には、蓋２０を前記圧力差により上方に押圧する力が、蓋２０の重量と、Ｏリン
グ３０と側面１１との間の静止摩擦力（試料台１０と蓋２０間の位置関係の保持力）の合
計を上回ったとき、蓋２０は上方に押圧され上方に動き出す。一旦動き出せば、動摩擦力
は静止摩擦力より小さいため、蓋２０は上方に飛び出し、試料台１０の上方から取除かれ
る。
【００３４】
　なお、走査電子顕微鏡等の装置の対象とする試料の直径は、大きい場合は、２～３ｃｍ
程度であり、このとき試料台や蓋の外径は３～４ｃｍ程度である。このような場合、内部
の大気圧のガスによる上方への押圧力は優に１ｋｇを超えるが、蓋の重量は、重い場合で
も１５０ｇ程度であるので、一旦蓋が動き出せば、蓋の重量よりはるかに大きい押圧力に
より蓋が飛び上がり、試料台の上方から容易に取除かれるのである。
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【００３５】
　図１（ｂ）は、蓋２０が前記圧力差により上方に押圧され上方に飛び出す様子を示す断
面図である。図１（ｂ）中の上向きの矢印は、蓋２０が飛び出す方向を示している。蓋２
０が飛び出す結果、空間１６の気密は解消し、空間１６内の不活性ガスは、試料導入室内
に排出されるが、図１（ｂ）の斜め下向き矢印は、この不活性ガスが排出される様子を示
している。なお、試料導入室は、この不活性ガスの排出がされた後さらに減圧され、真空
状態となる。
【００３６】
　なお、気密材としてはＯリング等の弾性体のリングを挙げることができ、又気密材を形
成する材料としては、ゴムや弾性を有する樹脂、例えば、フッ素ゴム、シリコンゴム、ネ
オプレンゴム、ニトリルゴム、テフロン（登録商標）を挙げることができる。
【００３７】
　又、図１の例で、試料５は、試料台１０の上底面上に設置されているが、試料台はその
上面に試料を設置するための窪み等を有していてもよい。
【００３８】
　さらに図１の例では、空間１６の内部は大気圧であるが、蓋２０を飛び出させるだけの
圧力差を空間１６と試料導入室間に生じさせることができる範囲内であれば、大気圧でな
くてもよい。
【００３９】
　次に、本発明の試料導入用ホルダーが、分析装置の分析室に導入されるまでの過程を、
図３に基づいて説明する。
【００４０】
　図３において、４０は分析装置の分析室であり、４１はその扉であり、４９は分析室４
０の圧力計であり、５０は試料導入室であり、５１はその扉であり、５９は試料導入室５
０の圧力計であり、６０はホルダー搬送手段である。又、試料台１０及び蓋２０は、図１
、図２で表わされる試料台１０及び蓋２０である。なお、蓋２０に設けられたＯリング用
溝２８とＯリング３０は、煩雑となるため図示は省略されている。以上のほか、真空ポン
プ、観察のための試料の設置台等が装備されているが、これらも図示は省略されている。
【００４１】
　図３（１）に示す様に、試料導入室５０の扉５１が矢印ａで示す様に開けられ、ホルダ
ー搬送手段６０により、蓋２０を被せられた試料台１０が矢印ｂで示す様に外部から試料
導入室５０内に導入される。なお、分析室４０の扉４１は閉じられている。この状態にお
いては、試料導入室５０内は大気圧である。分析室４０内は真空であってもよく、真空で
なくてもよいが、この例では真空である。又、試料台１０と蓋２０により形成される空間
（図１における空間１６）には、大気圧の不活性ガスが満たされ、かつ試料が含まれてい
る。
【００４２】
　図３（２）に示す様に、試料導入室５０の扉５１が閉じられ（矢印の方向）、内部の空
気の排出が開始される。図３（３）に示す様に、試料導入室５０内の圧力がある程度低下
すると、蓋２０の内外に圧力差が生じ、その圧力差による上方への押圧力のために蓋２０
は試料台１０から抜け、矢印で示す様に上方に飛び出す。
【００４３】
　図３（４）に示す様に、試料導入室５０が真空になるまで、さらに排気がなされ、真空
になると矢印ｃで示す様に分析室４０の扉４１が開けられ、ホルダー搬送手段６０が、蓋
２０が取り除かれた試料ホルダー１０を、矢印ｄで示す様に分析室４０内に導入する。な
お、分析室４０の扉４１が開けられる迄には、分析室４０は真空とする必要がある。
【００４４】
　この後、試料台１０が分析室４０内の所定位置にセットされ、ホルダー搬送手段６０は
試料導入室５０外に抜き出され、扉４１が閉じられ、試料（図示せず）の観察が行われる
。
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【００４５】
（第２の実施の形態）
　この実施の形態は、試料台と蓋の側面は、いずれも円柱側面形状であり、このため平行
な２重円筒となっている場合である。図４に、この実施の形態の試料ホルダーの断面を示
す。なお、図４において、試料台、蓋、その他の部材には、図１における対応する部材と
同じ符号を付けている。すなわち、１０は試料台、２０は蓋、２８はＯリング用溝、３０
はＯリング、１１は試料台１０の側面、２１は蓋２０の側面、５は試料、１６は試料台１
０及び蓋２０により形成される空間、６０はホルダー搬送手段である。なお、この実施の
形態では、試料台１０は蓋２０の下端面２５に対向する箇所に平坦部１５を有している。
【００４６】
　この実施の形態は、試料台１０の側面の形状が簡単であるため製造が容易である。又、
蓋２０の下端面２５に対向する箇所に平坦部１５を有しているので、蓋２０を試料台１０
に被せる際に、蓋２０を過度にあるいは不必要に押込むこと等により、試料台１０と蓋２
０間の保持力が変動することが防止される。なお、他の点では、第１の実施の形態と同様
であるので説明は省略する。
【００４７】
（第３の実施の形態）
　この実施の形態は、気密材を試料台１０と蓋２０の両方に有しており、この点以外では
第１の実施の形態と同様な形態である。図５は、この実施の形態の試料ホルダーの断面図
である。なお、図５においては、試料台、蓋、その他の部材には、図１における対応する
部材と同じ符号を付けている。この形態によれば、試料台１０と蓋２０間の保持力は、Ｏ
リング３０と側面１１間の静止摩擦力とともに、試料台１０に固定されたＯリング３０と
蓋２０に固定されたＯリング３０間の係止力によっても生じる。
【００４８】
　すなわち、蓋２０が上方に動き出そうとすると、蓋２０に固定されたＯリング３０の上
方への動きが、それと係止する試料台１０に固定されたＯリング３０により阻止され、試
料台１０と蓋２０間の位置が保持される。試料台１０に固定されたＯリング３０は、弾性
体で形成されているので、蓋２０の内外の圧力差が増大すると変形が増し、圧力差が所定
値を超えると係止することができなくなり、蓋２０は上方へ飛び出す。なお、他の点では
、第１の実施の形態と同様であるので説明は省略する。
（第４の実施の形態）
　図６は、本発明の第４の実施の形態を表す断面図である。なお、図６においては、試料
台、蓋、その他の部材には、図１における対応する部材と同じ符号を付けている。図６よ
り明らかなように、この形態では、試料台１０が窪みを有し、その内側面Ａと、蓋２０の
外側面Ｂが対向して、試料台１０と蓋２０のかん合がされている。この例では、試料台１
０の内側面Ａに、Ｏリング用溝２８が形成されており、その中にＯリング３０が固定され
ている。なお、他の点では、第１の実施の形態と同様であるので説明は省略する。
【実施例】
【００４９】
　次に、本発明をより具体的に説明するための実施例を示す。ただし、この実施例は本発
明の一例に過ぎず、本発明の範囲を限定するものではない。
【００５０】
　この実施例は、図１で示される実施の形態に該当するものであり、図１中の符号を使用
して説明する。試料台１０は、図１、図２で示される形状であり、上底面が直径１６．５
ｍｍ、下底面は上底面と同心で直径１８ｍｍ、厚さが５．５ｍｍのステンレス製の台であ
る。蓋２０は、図１、図２で示される形状であり、ステンレス製である。蓋２０の外径は
２３ｍｍ、全体の厚さが８．５ｍｍ、凹みの内径は１８ｍｍ、凹みの深さは６ｍｍである
。又、Ｏリング用溝２８にはめ込まれているＯリング３０は、内径が１５．８ｍｍであり
、太さ（直径）２．４ｍｍのゴム製のＯリングである。
【００５１】
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　なお、試料台１０、蓋２０の材質としては、ステンレスが発錆しにくいこと、機械的強
度が優れること等から好ましいが、他にも、アルミニウムやアルミニウム合金、銅や銅合
金等公知の試料導入用ホルダーに用いられている材質と同じ材質を用いることができる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明は、真空中で試料の観察をする各種の分析装置等に利用可能である。例えば、真
空環境で、固体表面を電子やイオン又はＸ線で励起し、その表面から得られる２次電子、
回折電子、散乱電子、オージェ電子、反射イオン、特性Ｘ線、光電子等の信号を検出する
ことによって、固体表面にどのような元素が存在し、又、どのような化学結合状態にある
かを知る表面分析、すなわち、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）、Ｘ線マイクロアナライザ（Ｅ
ＰＭＡ、ＸＭＡ）、２次イオン質量分析装置（ＳＩＭＳ）、Ｘ線光電子分光分析装置（Ｘ
ＰＳ、ＥＳＣＡ）等に利用可能である。これらの装置は、基礎研究用の分析のみならず、
資源、エネルギー、公害などの検査、品質管理の広い分野に使用され、特に、金属固溶体
の相、変態、粒界、析出物、介在物、地質鉱物の岩石、鉱石、隕石、セラミックス、セメ
ント、ガラス、化学の触媒、塗料、プラスチック、ゴム、石油、生物医学の歯、骨、組織
、葉、根、半導体材料、集積回路等の広い分野の非破壊微小領域元素分析、観察等に用い
られているので、本発明は、産業上も非常に有用である。
【符号の説明】
【００５３】
１　　　試料導入用ホルダー
５　　　試料
１０　　試料台
１１　　試料台１０の側面
１５　　平坦部
１６　　試料台１０及び蓋２０により形成される空間
２１　　蓋２０の側面
２０　　蓋
２５　　蓋２０の下端面
２８　　Ｏリング用溝
３０　　Ｏリング
４０　　分析室
４１　　分析室４０の扉
４９　　分析室４０の圧力計
５０　　試料導入室
５１　　試料導入室５０の扉
５９　　試料導入室５０の圧力計
６０　　ホルダー搬送手段
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【図３】
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